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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be-
schichten eines ebenen Substrates, mit einem einen Ka-
pillarspalt aufweisenden Beschichtungsmodul, gemap
dem Obertegriff des Anspruchs 1.

[0002] Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zum
Beschichten eines Substrates, mit einem Beschich-
tungsmodul, an dem das Substrat mit der zu beschich-
tenden Oberflache vorbeigefihrt wird und sich hierbei
eine Schicht des Beschichtungsmediums auf dieser
Oberflache abscheidet, wobei wahrend der Beschich-
tung dem Beschichtungsmodul Beschichtungsmedium
nachgeliefert wird.

[0003] Eine Vorrichtung der genannten Gattung ist im
Stand der Technik aus der US 5,654,041, der US
5,650,196 und der WO 94/25177 bekannt geworden. Mit
dieser Vorrichtung kdnnen beispielsweise rechteckige
oder runde Platten mit eine gleichméssigen Schicht aus
Lack oder anderen zunachst fliissigen Medien wie Farb-
filtern oder speziellen Schutzschichten versehen wer-
den. Die Verwendung dieser Vorrichtung liegt insbeson-
dere im Bereich der Dinnschichttechnik bei der Herstel-
lung von LCD-Bildschirmen, Masken fir die Halbleiter-
fertigung und Halbleiter- oder Keramiksubstraten. Diese
Vorrichtung zeichnet sich insbesondere aus durch eine
hohe Gleichmassigkeit der Lackschichtdicke insbeson-
dere auf rechteckigen Platten bei gleichzeitig geringem
Lackverbrauch. Zum Beschichten wird das Substrat mit
der zu beschichtenden Flache nach unten iber den Ka-
pillarspalt gefiihrt, der so ausgebildet ist, dass aufgrund
der Kapillaritdt des Spaltes das Beschichtungsmedium
selbsttatig und mit besonders gleichférmiger Geschwin-
digkeit nachgeliefert wird. Eine solche Kapillarwirkung
wird beispielsweise mit einem Spalt erreicht, der weniger
als 0,5 mm breit ist. Aufgrund der Kapillarwirkung steigt
das Beschichtungsmedium entgegen der Schwerkraftim
Spalt selbsttatig nach oben und tritt an der Offnung des
Kapillarspaltes aus. Bei diesem Verfahren sind die zwi-
schenmolekularen Bindungskréafte, die Oberflachen-
spannung und die Besonderheiten der Oberflachenbe-
netzung verfahrensbestimmend. Ubliche Beschich-
tungsgeschwindigkeiten liegen bei 5 bis 15 mm/s. Da der
Volumenstrom wesentlich durch die zwischenmolekula-
ren Bindungskrafte bestimmt ist, Iasst sich die Beschich-
tungsgeschwindigkeit nicht wesentlich erhéhen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung der genannten Gattung zu schaffen, die eine
wesentlich héhere Beschichtungsgeschwindigkeit er-
moglicht, aber trotzdem bei geringem Materialverbrauch
eine gleichmassige Schichtdicke gewahrleistet.

[0005] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung ge-
map Anspruch 1 geldst. Bei der erfindungsgemassen
Vorrichtung ist der Volumenstrom durch den Kapillar-
spalt nicht allein durch die zwischenmolekularen Bin-
dungskréfte bestimmt, sondern kann aktiv festgelegt
werden. Dadurch kénnen wesentlich héhere Beschich-
tungsgeschwindigkeiten, beispielsweise zwischen 30
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und 100 mm/s erreicht werden. Die héhere Beschich-
tungsgeschwindigkeit ermoéglicht entsprechend eine hé-
here Produktion und damit eine wesentliche Senkung
der Herstellungskosten.

[0006] Eine besonders zuverlassige Fillung des Be-
schichtungsraumes ergibt sich dann, wenn

ein Uberlaufgefass vorgesehen ist, das (iber eine Fliis-
sigkeitsleitung mit dem Kapillarspalt verbunden und Gber
der Offnung des Kapillarspaltes angeordnet ist. Vorzugs-
weise ist das Uberlaufgefass in der Héhe verstellbar ge-
lagert. Die Hohe des Uberlaufgefasses ist proportional
zum Mediendurchfluss durch den Kapillarspalt und damit
zur Schichtstarke.

[0007] Weist das Beschichtungsmodul geméass einer
Weiterbildung der Erfindung zwei parallel zueinander an-
geordnete Platten und eine zwischen diesen angeord-
nete Folie auf, so kdnnen auf einfache Weise unter-
schiedliche Kapillarspalte erzeugt werden. Dies ermog-
licht es, Beschichtungsmedien unterschiedlicher Visko-
sitdt aufzubringen und Gber die variable Zuflihrgeschwin-
digkeit des Substrates unter der Kapillare auch unter-
schiedliche Schichtdikken zu erzeugen. Der genannten
Kapillarspalt kann in einfacher Weise durch einen Aus-
schnitt der Folie bestimmt werden. Die beiden Platten
kénnen beispielsweise l6sbar miteinander verschraubt
sein. Ein Auswechseln der Folie zur Veranderung der
Breite des Kapillarspaltes ist dann besonders einfach.
[0008] Das erfindungsgemasse Verfahren ergibt sich
aus dem unabhangigen Patentanspruch 10. Wesentlich
ist auch hier, dass beim Beschichten ein Volumenstrom
durch den Kapillarspalt von oben nach unten erfolgt und
das Substrat mit der zu beschichtenden Oberflache nach
oben am Kapillarspalt vorbeigefiihrt wird.

[0009] Weitere vorteilhafte Merkmale ergeben sich
aus den abhangen Patentanspriichen, der nachfolgen-
den Beschreibung sowie der Zeichnung.

[0010] Ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung naher erlautert. Es
zeigen:

Figur 1 schematisch ein Ansicht einer erfin-
dungsgemassen Vorrichtung,

Figur 2 eine Ansicht eines Beschichtungs-
moduls,

Figur 3 einen Schnitt durch das Beschich-
tungsmodul entlang der Linie IlI-ll,

Figur 4 einen Schnitt durch das Beschich-
tungsmodul entlang der Linie IV-IV,

Figur 5 einen Schnitt durch das Beschich-

tungsmodul entsprechend Figur 3,
jedoch mit geflllten Kapillarspalt,
und

schematisch das Beschichten eines
ebenen Substrates.

Figuren 6 und 7

[0011] Die in Figur 1 gezeigte Vorrichtung 1 weist ein
Beschichtungsmodul 2 auf, das an einem Gestell 3 be-
festigt ist. Unterhalb des Beschichtungsmoduls 2 ist eine
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Transportvorrichtung 19 angeordnet, mit welcher ein zu
beschichtendes Substrat 23 zum Beschichten einer obe-
ren ebenen Flache 23a vorzugsweise horizontal am Be-
schichtungsmodul 2 vorbeigefihrt wird. Das Substrat 23
ist insbesondere eine Platte oder Scheibe, beispielswei-
se eine Glas-oder Keramikplatte. Das Beschichtungsmo-
dul 2 ist (iber eine Fliissigkeitsleitung 14 mit einem Uber-
laufgefass 25 verbunden, aus dem Beschichtungsmedi-
um 28 dem Beschichtungsmodul 2 beim Beschichten
nachgeliefert wird.

[0012] Das Beschichtungsmodul 2 weist geméass den
Figuren 2 und 3 zwei parallel zueinander angeordnete
Platten 4 und 5 auf, zwischen denen eine Folie 6 mit einer
definierten Starke angeordnet ist. Die beiden Platten 4
und 5 bestehen beispielsweise aus Glas oder Metall und
sind geschliffen und poliert um eine entsprechende Ober-
flachengute zu gewahrleisten. Die Folie 6 ist gemass Fi-
gur 2 mit einem Ausschnitt 8a versehen, der einen Spalt
8 bildet, welcher im wesentlichen rechteckig ist und seit-
lich sowie oben geschlossen ist. Unten weist der Spalt 8
eine Offnung 9 auf, die eine rechteckige Form besitzt und
durch parallele, vergleichsweise scharfe Kanten 7 der
Platten 4 und 5 sowie seitliche Kanten 6a der Folie 6
gebildet ist. Die Breite A des Kapillarspaltes 8 liegt im
Bereich von 5 um bis einigen Millimetern. Zum Aufbrin-
geneiner 2 pm dicken Schicht eignet sich beispielsweise
ein Kapillarspalt 8 mit einer Breite A von 150 pm. Das
Beschichtungsmedium 28 wird hierbei mit einer Tempe-
ratur von etwa 20°C aufgetragen und weist eine Visko-
sitét von etwas 7 mPas™! auf.

[0013] Die beiden Platten 4 und 5 sind mit einer Mehr-
zahlvon Befestigungsschrauben 33 fest miteinander ver-
schraubt. Die Folie 6 ist durch die Schrauben 33 fest und
flissigkeitsdicht zwischen den Platten 4 und 5 fixiert.
Nach dem Ldsen der Befestigungsschrauben 33 kann
die Folie herausgenommen und durch eine andere Folie
mit einer anderen Starke ersetzt werden. Durch das Aus-
wechseln der Folie 6 kann in einfacher Weise die Breite
A des Kapillarspaltes 8 gedndert werden. Die Folie 6 ist
vorzugsweise eine Kunststoff- oder Metallfolie. Solche
Folien kdnnen mit sehr kleiner Toleranz beispielsweise
mit einer Dickenabweichung <1% hergestellt werden.
Die Breite A des Kapillarspaltes 8 ist damit genau defi-
niert, kann aber dennoch durch Austauschen der Folie
6 in einfacher Weise geédndert werden.

[0014] Aufder Innenseite 5a der Platte 5 ist ein Kanal
10 angeordnet, der sich geméss Figur 2 im wesentlichen
Uber die gesamte Lange des Kapillarspaltes erstreckt,
und der sich im oberen Bereich des Kapillarspaltes 8
befindet. Dieser Kanal 10 ist Gber eine Bohrung 11 in der
Platte 5 sowie Uber eine Anschlussvorrichtung 12 mit der
Flissigkeitsleitung 14 verbunden. Mit einem Ventil 13
kann der Durchfluss durch die Leitung 14 verandert wer-
den. Zur Steuerung ist eine Steuervorrichtung 16 vorge-
sehen, die Uber eine Leitung 15 mit dem Ventil 13 ver-
bunden ist. Das Ventil 13 ist vorzugsweise pneumatisch
gesteuert. Denkbar ist jedoch auch eine Steuerung mit
einem Schrittmotor.
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[0015] Die Leitung 14 ist mit dem Uberlaufgefass 25
verbunden, das iiber der Offnung 9 des Kapillarspaltes
8 angeordnet ist. Das Uberlaufgefass 25 ist mittels einer
geeignete Verstellvorrichtung 34 héhenverstellbar an ei-
nem Trager 40 angebracht. Die Héhe des Uberlaufge-
fasses 25 (iber der Offnung 9 liegt im Bereich von 10 bis
50 cm. Der Druck des Beschichtungsmediums 28 im Ka-
pillarspalt 8 ist proportional zur Hohe des Flissigkeitsni-
veaus 29a Uber der Offnung 9 des Kapillarspaltes 8.
Durch ein Verstellen des Uberlaufgefisses 25 in den
Richtungen des Doppelpfeiles 39 kann damit der Druck
der Beschichtungsflissigkeit 28a im Kapillarspalt 8 ge-
nau eingestellt werden.

[0016] Das Uberlaufgefiss 25 weist ein dusseres Ge-
féss 26 sowie ein inneres Gefass 27 auf. Das innere Ge-
fass 27 ist an seinem unteren Ende mit der Fllssigkeits-
leitung 14 verbunden und weist eine Uberlaufkante 29
auf, Uber welche Beschichtungsmedium 28 aus dem in-
neren Geféss 27 in das aussere Gefass 26 gelangen
kann. Eine Flissigkeitspumpe 31 fordert Gber eine Flis-
sigkeitsleitung 30 Beschichtungsmedium 28 aus einem
Vorratsbehalter 32 dem Uberlaufgefass 25 zu. Uber-
schissiges Beschichtungsmedium 28 wird Uber eine
Riickfihrleitung 41 aus dem Uberlaufgeféass 25 an den
Vorratsbehélter 32 zuriickgefiihrt. Das Flissigkeitsni-
veau 29a ist damit unabhangig von der Hohe des Uber-
laufgefasses 25 und auch unabhangig vom Verbrauch
des Beschichtungsmediums 28 wahrend der Beschich-
tung konstant gehalten. Entsprechend ist damit gewahr-
leistet, dass wahrend des Beschichtungsvorganges der
Druck des Beschichtungsmediums 28 im Kapillarspalt 8
konstant ist. Das Uberlaufgefiss 25 kénnte auch durch
einen Schneckenforderer oder einen Druckzylinder er-
setzt sein. Wesentlich ist, dass durch diese Vorrichtung
Medium mit konstantem Druck nachgeliefert werden
kann.

[0017] Die Transportvorrichtung 19 weist ein endloses
Transportband 20 auf, das um eine Antriebsrolle 21 so-
wie um eine Umlenkrolle 22 gelegt ist. Die Antriebsrolle
21 ist mit einem Antrieb 18, beispielsweise einem Elek-
tromotor angetrieben, der tber eine Signalleitung 17 mit
der Steuerung 16 verbundenist. Es sind hier auch andere
Transportvorrichtungen denkbar, beispielsweise ein
Transportschlitten, oder eine Transportvorrichtung mit
Rollen. Das Substrat 23 kann an seiner Unterseite 23b
mit geeigneten und hier nicht gezeigten Mitteln, bei-
spielsweise mittels einer Vakuumplatte gehalten werden.
Wie in der Figur 1 wird das Substrat 23 mit der Trans-
portvorrichtung 19 von links nach rechts transportiert.
Der Transport ist vorzugsweise gleichmassig und kann
mittels der Steuerung 16 stufenlos verstellt werden. Das
Substrat 23 wird vorzugsweise in horizontaler Ausrich-
tung transportiert. Denkbar ist auch eine geneigte Aus-
richtung. Schliesslich ist auch eine Ausfiihrung denkbar,
bei welcher das Substrat 23 nicht linear transportiert,
sondern rotiert wird.

[0018] Nachfolgend werden die einzelnen Verfahrens-
schritte naher erlautert.
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[0019] Um den Kapillarspalt 8 mit Beschichtungsme-
dium 28 zu flllen, wird mit der Pumpe 31 aus dem Vor-
ratsbehalter 32 in das Uberlaufgeféss 35 Beschichtungs-
medium 28 gefordert. Aus diesem Gefass 25 fliesst das
Beschichtungsmedium bei offenem Ventil 13 in den Ka-
pillarspalt 8. Aufgrund der Kapillarkrafte wird das Medium
im Kapillarspalt 8 gehalten, wobei sich gemass Figur 5
ein Meniskus 28b bildet. Der Druck in der Flissigkeit 28a
ist hier abhangig insbesondere von der Héhe des Uber-
laufgefésses 25, der Viskositat des Beschichtungsmedi-
ums 28 und der Temperatur. Der Kanal 10 begunstigt
eine gleichmassige Verteilung des Beschichtungsmedi-
ums 28 Uber die ganze Lange des Kapillarspaltes 8.
[0020] Zum Beschichten des Substrates 23 wird bei
geschlossenem Ventil 13 dieses mit der zu beschichten-
den Flache 23a oben unter die Offnung 9 gefiihrt. Bei
stillstehendem Substrat 23 wird das Ventil 13 gedffnet
und damit ein gleichmassiger Durchfluss des Beschich-
tungsmediums 28 durch den Kapillarspalt 8 eingeleitet.
Der Spalt S zwischen der Oberflache 23aund den Kanten
7 wird nun mit Substrat 23 geflllt und das Substrat 23
benetzt. Fir das Benetzen wird das Substrat 23 wahrend
einer Zeitdauer von etwa 0,1 bis 1 Sekunde nicht trans-
portiert. Anschliessend wird die Transportvorrichtung 19
aktiviert und das Substrat 23 in Figur 7 in Richtung des
Pfeils 37 von links nach rechts mit konstanter Geschwin-
digkeit linear bewegt. Da wie oben erwéhnt die Beschich-
tungsflissigkeit 28 bei gleichbleibendem Druck konstant
nachgeliefert wird, bildet sich auf dem Substrat 23 eine
gleichméassige Schicht 43, wie die Figur 7 zeigt.

[0021] Nach dem Beschichten des Substrates 23 wird
das Ventil 13 wieder geschlossen. Das Schliessen des
Ventils 13 erfolgt vorzugsweise vor dem Erreichen des
Substratendes, derart, dass beim Erreichen des Substra-
tendes im Spalt S die Zufuhr von Beschichtungsmedium
unterbrochen wird und das Beschichtungsmedium nicht
Uber die Kante des Substratendes fliessen kann. Der ge-
eignete Zeitpunkt zum Schliessen ist insbesondere von
der Viskositat des Mediums 28 abhangig und kann im
Prozess optimiert werden. Die Vorrichtung 1 ist nun be-
reits wieder firr eine weitere Beschichtung bereit. Die auf-
getragene Schicht 43 wird in bekannter Weise getrock-
net. Die Schichtdicke nach dem Trocknen betragt bei-
spielsweise 2,5 bis 3 pm.

[0022] Die Schichtdicke wird wesentlich durch die Vis-
kositat und den Feststoffgehalt des Beschichtungsmedi-
ums 28, sowie die Hohe des Uberlaufgefasses 25 iiber
der Offnung 9, die Breit A des Kapillarspaltes 8 sowie
durch die Transportgeschwindigkeit des Substrates 23
bestimmt. Die oben erwahnte Schichtdicke von 2,5 bis 3
pm wird beispielsweise mit einem Beschichtungsmedi-
um 28 erhalten, das einen Feststoffgehalt von 10% und
eine Viskositat von etwa 5,5 mPas"! aufweist. Die Tem-
peratur des Beschichtungsmediums 28 betragt hierbei
20°C und die Héhe des Uberlaufgefasses 25 iiber der
zu beschichtenden Oberflache 23a betragt hierbei 28
mm. Die Spaltenbreite A 130 wm und die Transportge-
schwindigkeit 50 mm/s. Trotz der vergleichsweise hohen
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Transportgeschwindigkeit wird eine gute Gleichmassig-
keit der Schicht 43 erreicht. Die Abweichungen in der
Starke der Schicht 43 betragen in der Regel weniger als
1%.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum Beschichten eines ebenen Sub-
strates (23), mit einem einen Kapillarspalt (8) auf-
weisenden Beschichtungsmodul (2), welcher Kapil-
larspalt (8) mit einem fliissigen Beschichtungsmedi-
um (28) gefiillt ist und eine Offnung (9) aufweist, an
welcher eine zu beschichtende Oberflache (23a) des
Substrates (23) in vergleichsweise kleinem Abstand
vorbeizuflihren ist, so dass sich eine Schicht (43)
auf der genannten Oberflache (23a) abscheidet, wo-
beider Kapillarspalt (8) unten offenist und Giber einen
Versorgungsraum (25, 27) mit Beschichtungsmedi-
um (28a) gefillt wird und das Substrat (23) unter der
Offnung (9) des Kapillarspaltes (8) mit der zu be-
schichtenden Oberflache (23a) nach oben vorbeige-
fuhrt wird, dadurch gekennzeichnet, dass weiter-
hin ein Uberlaufgef4R (25) vorgesehen ist, das (iber
eine FlUssigkeitsleitung (14) mit dem Kapillarspalt
(8) verbunden ist und tiber der Offnung (9) des Ka-
pillarspaltes (8) angeordnet ist, um eine gleichmani-
ge Schichtstarke der Schicht (43) zu gewahrleisten.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine Zufihrvorrichtung (25), mit welcher dem
Kapillarspalt (28) tber eine Offnung (11) des Be-
schichtungsmoduls (2) Beschichtungsmittel (28)
nachlieferbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der FlUssigkeitsleitung (14) ein
Ventil (13) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Uberlaufgefa
(25) héhenverstellbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Beschichtungs-
modul (2) zwei parallel zueinander angeordnete
Platten (4, 5) und eine zwischen diesen Platten an-
geordnete Folie (6) aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie (6) auswechselbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Platten (4, 5) I6sbar
miteinander verschraubt sind.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kapillarspalt (8)
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oben und seitlich geschlossen ist.

Verfahren zum Beschichten eines Substrates (23)
miteinem Beschichtungsmodul (2), an dem das Sub-
strat (23), mit der zu beschichtenden Oberflache
(23a) vorbeigefihrt wird und sich hierbei eine
Schicht (43) des Beschichtungsmediums (28) auf
dieser Oberflache (23a) abscheidet, wobei wahrend
der Beschichtung dem Beschichtungsmodul (2) Be-
schichtungsmedien (28) nachgeliefert werden, wo-
bei das Substrat (23) mit der zu beschichtenden
Oberflache (23a) nach oben am Beschichtungsmo-
dul (2) vorbeigeflhrt wird und dass hierbei Beschich-
tungsmedium (28) von oben nach unten an das Sub-
strat (23) abgegeben wird, dadurch gekennzeich-
net, dass das Beschichtungsmedium (28) dem Be-
schichtungsmodul (2) aus einem UberlaufgefaR (25)
zugeflhrt wird, welches tber dem Beschichtungs-
modul (2) angeordnet ist, wobei eine gleichmaRige
Schichtdicke der Schicht (43) gewahrleistet wird.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Beschichtungsmodul (2) wah-
rend des Beschichtens aus dem UberlaufgefaR (25)
mittels einer am Beschichtungsmodul (2) ange-
schlossenen Flussigkeitsleitung (14) gleichmaRig
Beschichtungsmedium (28) nachgeliefert wird.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Beschichtungsmedium
(28) aus einem Vorratsbehélter (32) dem Uberlauf-
gefafd (25) und von diesem dem Beschichtungsmo-
dul (2) zugefiihrt wird.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das im UberlaufgefaR (25) liberlau-
fende Beschichtungsmedium (28) in den Vorratsbe-
halter (32) zurlckgefihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein von einer Steu-
ervorrichtung (16) gesteuertes Ventil (13) sowie eine
Transportvorrichtung (19) fiir das Substrat (23) vor-
gesehen sind und dass die Steuervorrichtung (16)
die Transportvorrichtung (19) steuert.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass nach einem Offnen
des Ventils (13) und einer Beniitzung des stillste-
henden Substrates (23) wahrend einer vorbestimm-
ten Zeitspanne das Substrat (23) durch eine Aktivie-
rung der Transportvorrichtung (19) zum Beschichten
transportiert wird.

Claims

1.

Apparatus for coating a plane substrate (23), having
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a coating module (2), which comprises a capillary
slot (8), wherein the capillary slot (8) is filled with a
liquid coating medium (28) and comprises an open-
ing (9), at which a surface (23a) to be coated of sub-
strate (23) has to be moved by at a comparable small
distance, so that a layer (43) is applied onto said
surface (23a), wherein the capillary slot (8) is open
at a bottom thereof and is filled with the coating me-
dium (28a) via a storage container (25, 27) and the
substrate (23) having the surface (23a) to be coated
to the top is moved beneath the opening (9) of cap-
illary slot (8), characterized in that further an over-
flow container (25) is provided, which is connected
to the capillary slot (8) via a liquid line (14) and which
is arranged above the opening (9) of the capillary
slot (8), to provide a uniform layer thickness of layer
(43).

Apparatus according to claim 1, characterized by
a supply device (25), by which the capillary slot (28)
is supplyable with coating means (28) via an opening
(11) of the coating module (2).

Apparatus according to claim 2, characterized in
that a valve (13) is arranged within liquid line (14).

Apparatus according to one of the claims 1to 3, char-
acterized in that the overflow container (25) is
height adjustable.

Apparatus according to one of the claims 1to 4, char-
acterized in that the coating module (2) comprises
two parallely arranged plates (4, 5) and a foil (6),
which is arranged between these plates.

Apparatus according to claim 5, characterized in
that the foil (6) is changeable.

Apparatus according to claim 5 or 6, characterized
in that both plates (4, 5) are releasably screwed to
each other.

Apparatus according to one of the claims 1to 7, char-
acterized in that the capillary slot (8) is closed at
the top and at the sides.

Method for coating of a substrate (23) by means of
a coating module (2), at which the substrate (23) with
the surface (23a) to be coated is moved by and
wherein a layer (43) of the coating medium (28) is
disposed onto this surface (23a), wherein during the
coating coating mediums (28) are supplied to the
coating module (2), wherein the substrate (23) hav-
ing the surface (23a) to be coated to the top is moved
by along the coating module (2), wherein coating me-
dium (28) is dispensed onto the substrate (23) in top-
down direction, characterized in that the coating
medium (28) is provided to the coating module (2)
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from an overflow container (25), which is arranged
above the coating module (2), wherein a uniform lay-
er thickness of layer (43) is guaranteed.

Method according to claim 9, characterized in that
coating medium (28) is uniformly supplied during the
coating from an overflow container (25) to the coating
module (2) by means of a liquid line (14), which is
connected to the coating module (2).

Method according to claim 9 or 10, characterized
in that the coating medium (28) is supplied to the
overflow container (25) from a storage container (32)
and from the overflow container (25) to the coating
module (2).

Method according to claim 11, characterized in that
coating medium (28), which overflows within the
overflow container (25), is supplied back into the
storage container (32).

Method according to one of the claims 10to 12, char-
acterized in that a valve (13) is provided, which is
controlled by a control device (16), and a transpor-
tation device (19) for the substrate (23) is provided,
wherein the control device (16) controls the trans-
portation device (19).

Method according to one of the claims 10to 13, char-
acterized in that after opening of valve (13) and a
use of the stopped substrate (23) during a predeter-
mined time span the substrate (23) is transported by
the activation of the transportation device (19) for
coating.

Revendications

Dispositif pour enduire un substrat plan (23), com-
prenant un module d’enduction (2) pourvu d’un in-
terstice capillaire (8) qui est rempli d’'un produit d’en-
duction liquide (28) et qui comporte une ouverture
(9) devant laquelle défile, a une distance compara-
tivement réduite, une surface a enduire (23a) du
substrat (23), de sorte qu'une couche (43) se dépose
surladite surface (23a), I'interstice capillaire (8) étant
ouvert en bas et étant rempli de produit d’enduction
(28a) par l'intermédiaire d’'une chambre d’alimenta-
tion (25, 27), et le substrat (23) défilant sous I'ouver-
ture (9) de l'interstice capillaire (8) avec la surface a
enduire (23a) orientée vers le haut, caractérisé en
ce qu’en plus est prévu un vase de trop-plein (25)
qui est relié a l'interstice capillaire (8) par I'intermé-
diaire d’'une conduite de liquide (14) et qui est dis-
posé au-dessus de I'ouverture (9) de linterstice ca-
pillaire (8) afin de garantir ala couche (43) une épais-
seur uniforme.
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Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
un dispositif d’amenée (25) pour fournir en continu
du produit d’enduction (28) a l'interstice capillaire
(28) par l'intermédiaire d’'une ouverture (11) du mo-
dule d’enduction (2).

Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu’une valve (13) est implantée sur la conduite
de liquide (14).

Dispositif selon une des revendications 1 a 3, ca-
ractérisé en ce que le vase de trop-plein (25) est
réglable en hauteur.

Dispositif selon une des revendications 1 a 4, ca-
ractérisé en ce que le module d’enduction (2) com-
porte deux plaques (4, 5) disposées parallélement
'une a l'autre et une feuille (6) disposée entre ces
plaques.

Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la feuille (6) est échangeable.

Dispositif selon la revendication 5 ou 6,
caractérisé en ce que les deux plaques (4, 5) sont
vissées entre elles de maniére détachable.

Dispositif selon une des revendications 1 a 7, ca-
ractérisé en ce que l'interstice capillaire (8) est fer-
mé en haut et sur les cotés.

Procédé pour enduire un substrat (23) a I'aide d’un
module d’enduction (2) devant lequel défile la surfa-
ce a enduire (23a) du substrat (23) et qui dépose
alors une couche (43) de produit d’enduction (28)
sur cette surface (23a), des produits d’enduction (28)
étant fournis en continu au module d’enduction (2)
en cours d’enduction, le substrat (23) défilant devant
le module d’enduction (2) avec la surface a enduire
(23a) tournée vers le haut, et le produit d’enduction
(28) étant envoyé au substrat (23) de haut en bas,
caractérisé en ce que le produit d’enduction (28)
est amené au module d’enduction (2) a partir d’'un
vase de trop-plein (25) disposé au-dessus du mo-
dule d’enduction (2), ce qui garantit a la couche (43)
une épaisseur uniforme.

Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce que du produit d’enduction (28) est fourni de ma-
niére continue et uniforme au module d’enduction
(2) en cours d’enduction a partir du vase de trop-
plein (25) au moyen d’'une conduite de liquide (14)
reliée au module d’enduction (2).

Procédé selon la revendication 9 ou 10, caractérisé
en ce que le produit d’enduction (28) est amené du
réservoir (32) au vase de trop-plein (25) et, de celui-
ci, au module d’enduction (2).
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Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le produit d’enduction (28) qui déborde dans
le vase de trop-plein (25) est renvoyé au réservoir
(32).

Procédé selon une des revendications 10 a 12, ca-
ractérisé en ce qu’il est prévu une valve (13) com-
mandée par un dispositif de commande (16) ainsi
qu’un dispositif de transport (19) pour le substrat
(23), et en ce que le dispositif de commande (16)
commande le dispositif de transport (19).

Procédé selon une des revendications 10 a 13, ca-
ractérisé en ce qu’aprés ouverture de la valve (13)
et utilisation du substrat (23) a I'arrét, le substrat (23)
est transporté pour enduction pendant un laps de
temps prédéterminé en activant le dispositif de trans-
port (19).
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